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(57) Abstract

Measurement systems that work based on the confocal principle are used besides
triangulation processes to three-dimensionally sense surfaces. These measurement
systems have a higher resolution but in certain circumstances lower data rates. An
optical distance sensor can automatically inspect surfaces by means of a confocal
microscope at a speed that is acceptable for manufacturing processes. Instead of a
scanning beam that is costly to generate, a system of linear rows of corresponding light
sources (2) and photo-receivers (S) is used. The optical path between the receiving
unit (4) and the projection lens is varied to achieve the resolution of the surface relief
in the vertical direction and a light intensity maximum is detected by a peak detector.

(57) Zusammenfassung

Zur dreidimensionalen Erfassung von Oberflichen werden neben Triangula-
tionsverfahren MeBsysteme nach dem konfokalen Prinzip eingesetzt. Diese weisen
cine hthere A\mumg.jedoeheh\eunterumenniedﬁgmbammmf. Eswi:ﬂeinoptischu Abstandssensor beschrieben, der suf
der Basis des konfokalen Mikroskopes eine automatische Priifung von Oberfiichen in einer firr einen FertigungsprozeB annehmbaren Zeit
ausfithrt, Dabei wird anstelle eines sehr aufwendig zu erzeugenden scannenden Strahies cin zejlenformiges System von korrespondierenden
Lichtquellen (2) und Fotnempﬁngem €] eingesetzt. Die optische Wegstrecke zwischen Empfangseinheit (4) und Abbildungsoptik wud zur
Auflosung von Hohenwerten variiert, wobei ein Lichtintensitidts-Maximum Qber einen Peakdetektor erfaBt wird.




